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ElipsometrijaElipsometrija –– medžiagos neardantis medžiagos neardantis 
optinių parametrų matavimo metodas, optinių parametrų matavimo metodas, 
tiriantis atsispindėjusios nuo bandinio tiriantis atsispindėjusios nuo bandinio 
paviršiaus šviesos poliarizacijos pokytį paviršiaus šviesos poliarizacijos pokytį 
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Augustin Jean Fresnel

(1788 - 1827) 
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FrenelioFrenelio koeficientaikoeficientai
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α – kritimo kampas, γ – lūžimo kampasAndrius Melninkaitis 2005 03 17 LTC seminaras
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FrenelioFrenelio atspindžio koeficientaiatspindžio koeficientai
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Paul Karl Ludwig 
Drude 

(1863 - 1906))
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Elipsometrijos lygtisElipsometrijos lygtis
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Matuojami dydžiaiMatuojami dydžiai
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Jei sudėsime harmoniniusJei sudėsime harmoninius signalus, signalus, 
kurių dažnis yra vienodas:kurių dažnis yra vienodas:
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Elipsometro optinė schemaElipsometro optinė schema

Bandinys

Analizatorius

Nulinės elipsometrijos schema

Šviesos šaltinis

Detektorius

Poliarizatorius

Kompensatorius
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Elipsometrijos rūšys:Elipsometrijos rūšys:

Kampinė elipsometrija (VAE)Kampinė elipsometrija (VAE)
Variable Angle Ellipsometry

Spektroskopinė elipsometrija (SE)Spektroskopinė elipsometrija (SE)
Spectroscopic Ellipsometry

Kampinė Kampinė -- spektroskopinė elipsometrija spektroskopinė elipsometrija 
(VASE)(VASE)
Variable Angle Spectroscopic Ellipsometry
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Besisukančių elementų Besisukančių elementų 
elipsometrijaelipsometrija

Bandinys

Analizatorius

Besisukančio poliarizatoriaus schema

Šviesos šaltinis

Detektorius

Poliarizatorius
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Rezultatų analizės schemaRezultatų analizės schema

∆ ir Ψ Matavimai

Modelio parinkimas

Modelio ir teorijos
palyginimas

Rezultatas:
fizikinių modelio

parametrų vertės 

Eksp.

Teor.

n3

n2 L2

n1

Eksp.
=

Teor.

n2 = n + ik, L
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Programinė įrangaPrograminė įranga
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Elipsometrijos taikymo sritysElipsometrijos taikymo sritys
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Optinių dangų charakterizavimas

http://www.jawoollam.com/vuvvase.htmlAndrius Melninkaitis 2005 03 17 LTC seminaras



Kintančių procesų stebėjimas Kintančių procesų stebėjimas 
((InIn--Situ)Situ)
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Paviršiaus kokybės analizėPaviršiaus kokybės analizė
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BriusterioBriusterio kampo mikroskopijakampo mikroskopija

http://www.nanofilm.de/fset_htm/fset_prod.htmlAndrius Melninkaitis 2005 03 17 LTC seminaras



Ačiū už dėmesįAčiū už dėmesį!!
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